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摘要(译)

包含通过湿法等均匀提供的有机薄膜的转印材料以高生产率用于有效地
制造有机薄膜器件，例如发光效率，发光均匀性和耐久性优异的有机EL
器件。根据本发明的制造有机薄膜器件的方法包括以下步骤：使转印材
料110的有机薄膜112面向设置在支撑体101上的透明导电层102，转印材
料110具有有机薄膜在时间基板111上的薄膜112;减压转印材料110和透
明导电层102之间的空间105，使转印材料110与透明导电层102接触;加
热至少一个有机薄膜112;从有机薄膜112剥离临时基板111，将有机薄膜
112转移到透明导电层102。
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